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O desenvolvimento de processos que melhorem a qualidade dos revestimentos duros de
ferramentas desempenha um papel muito importante na inddstria. Um processo que envolva
o0 tratamento do substrato por meio de bombardeamento com feixe de ions antes deste receber
algum tipo de recobrimento pode ser um modo interessante de melhorar o seu desempenho na
medida em que este processo pode ser utilizado para modificar a superficie do substrato em
nivel atbmico, ndo sé dando origem a novas fases que possam melhorar a sua dureza, mas
também tornando sua superficie mais rugosa e assim, aumentando a aderéncia do
revestimento duro ao substrato. A aderéncia também esta relacionada ao estado de tenséo
residual do revestimento e do substrato, uma vez que a existéncia de forgas na interface pode
resultar no aparecimento de trincas e o descolamento do revestimento. Atualmente, é bem
conhecido o fato de que o bombardeamento de substratos de aco com atomos de Xe melhora a
difusdo de N através das camadas atbmicas proximas da superficie do substrato devido a
reducdo do tamanho dos gréos dessas regifes. O tratamento da superficie de substratos de a¢o
utilizando feixes de ions de Xe e N pode ser assim utilizado para se obter superficies
adequadamente preparadas para receber um revestimento duro. Sendo assim, com vistas a se
estabelecer um novo processo que permita a deposicdo de revestimentos duros com boa
aderéncia, livre de tensdes e com propriedades mecanicas melhoradas, filmes de TiN foram
depositados sobre substratos de a¢o, cujas superficies receberam diferentes tratamentos que
combinam o bombardeamento com ions de Xe e a implantacdo de N. Todos 0s processos
(deposigdo dos revestimentos, bombardeamento com ions de Xe e implantacdo de N) foram
realizados em um sistema de deposicdo assistida por feixe de ions (IBAD). Os efeitos fisicos
de tais tratamentos sobre a estrutura das camadas da superficie foram analisados de acordo
com suas estruturas cristalinas, tamanhos de grdo, conteddo de atomos de Xe e a tensdo
residual induzida, correlacionando os efeitos do tratamento sobre a resisténcia ao desgaste e a
microestrutura dos revestimentos duros de TiN depositados sobre os substratos de ago. O
estado de tensdo residual foi obtido por difragéo de raios X a angulo rasante. Levantou-se,
assim, o perfil de tensdes em funcdo da profundidade, variando-se o angulo de incidéncia do
feixe de raios X. Apds o bombardeamento com Xe, foi verificado um estado de tensdo maior
nas camadas superficiais do substrato, bem como no revestimento de TiN. Além disso, foi
observado também um aumento da resisténcia ao desgaste do revestimento de TiN. Com base
nesses resultados, novos ensaios serdo realizados com vistas a otimizar o processo de
tratamento, modelar os processos fisicos envolvidos no bombardeamento com gas nobre e
obter revestimentos com propriedades mecanicas melhoradas.



